MT-0.6021 (Mak-65.142) Tyhjiotekniikan perusteet, ohutkalvot ja
metallurgiset pinnoitteet

Tentti 11.1.2006

Tentin voi suorittaa joko vanhan tai uuden tutkintosdannon mukaan:
Mak-65.142 (2 ov) tai MT-0.6021 (3 op)

Merkitkid vastauspaperiin kumman koodin mukaan haluatte tentin suorituksen
kirjattavaksi.

Vastaa viiteen seuraavista kysymyksisté:

1. Selitd, mita tarkoittavat:
fysisorptio
kemisorptio
kaasuuntuminen
perrneaatio
tormaysvali
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2. Mitkéd pumpputyypit ovat tyypillisid suurtyhjiépumppuja ja mitka
tyhjiomittarit toimivat suurtyhjion alucella.

3. Selitd kiertosiipipumpun ja vierintd- eli Rootsin pumpun oleellisimmat
tekniset eroavaisuudet. Mihin niitd kaytetddn tyhjidteknitkassa?

4. Miten pinnoitteen kasvu tapahtuu CVD-menetelméssi? Reaktio- ja
reaktorityypit.

5. a) Matalapaine-CVD (LPCVD)
b) Plasma-CVD (PACVD, PECVD)

6. PVD-menetelmien perustyypit. PVD-pinnoitteiden yleisimmat
sovellutuskohteet.



